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Abstrakt: Principialni pouziti rezistu, jako reliéfniho zaznamového materialu pro opticky

zdznam neni novinkou. Nicméné pouziti dané typu materidlu (napf. positivni, ne-
gativni rezist) a predexpoziéni zpracovani rezistu (polev dané tloustky a jeji adhese
k podlozce, pefeni materidlu), expoziéni proces a posléze poexpozi¢ni zpracovani
tvori zcela nezanedbatelnou zkusenost pro pouziti v rtiznych sférach.
V nasem pfipadé jsou zejména cilem tlusté (n€kolik pm) tvarové reliéfni difrakéni
miizky (pfi hustoté frekvence miizky az 1000 period/mm) se snahou vyziskat na
zakladé studia a zkusSenosti adepta prace (pfi maximalnim vytézeni zkusenosti tymu)
pouzitelné difraktivni struktury.
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